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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　射出流体の小滴を被印刷体上に堆積させるように構成されたプリントヘッド集合体であ
って、該プリントヘッド集合体が、複数の射出アセンブリと、該複数の射出アセンブリに
射出流体を供給するように構成された一対の貯留室とを備えたものと、
　前記プリントヘッド集合体を前記被印刷体上に位置させるためのフレームと、
　各貯留室内の前記射出流体の容積を維持するように構成された電子コントローラと、
　遠隔の流体供給源と,
　前記遠隔の流体供給源から流体を前記貯留室の各々に供給するために前記貯留室の各々
に接続された供給チューブと
　を有してなるシステムであって、
　前記フレームが、前記プリントヘッド集合体を前記被印刷体に対する射出位置から、該
被印刷体から離れた第２の位置まで移動せしめられるのを許容するアセンブリを備えてい
ること
を特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記電子コントローラが、各貯留室内の前記射出流体の容積を、前記貯留室の最大容積
の約９５％以下に維持するように構成されていることを特徴とする請求項１記載のシステ
ム。
【請求項３】



(2) JP 5053860 B2 2012.10.24

10

20

30

40

50

　前記一対の貯留室を連結して該一対の貯留室間に前記射出流体のための通路を提供する
第１の流体導管をさらに備えていることを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記第１の流体導管から前記複数の射出アセンブリまでの前記射出流体のための通路を
提供する複数の第２の流体導管をさらに備えていることを特徴とする請求項３記載のシス
テム。
【請求項５】
　前記複数の第２の流体導管が前記第１の流体導管よりも狭い内径を有することを特徴と
する請求項４記載のシステム。
【請求項６】
　小滴の吐出が可能な複数のノズルを備えた射出アセンブリと、
　第１の貯留室および第２の貯留室であって、前記射出アセンブリと連通し、かつ相互同
士連通しているものと、
　前記射出アセンブリを被印刷体上に位置させるためのフレームと、
　遠隔の流体供給源と当該遠隔の流体供給源から流体を前記貯留室の各々に供給するため
の供給チューブと
　を有してなる装置であって、
　前記フレームが、前記射出アセンブリを、前記被印刷体に対する射出位置から、該被印
刷体から離れた第２の位置まで移動せしめられるのを許容するアセンブリを備えているこ
とを特徴とする装置。
【請求項７】
　前記射出アセンブリが、前記第１の貯留室から約１０ｃｍ以上離れて配置されているこ
とを特徴とする請求項６記載の装置。
【請求項８】
　前記射出アセンブリが、前記第２の貯留室から約１０ｃｍ以上離れて配置されているこ
とを特徴とする請求項７記載の装置。
【請求項９】
　前記第１の貯留室が、前記第２の貯留室から約１０ｃｍ以上離れて配置されていること
を特徴とする請求項６記載の装置。
【請求項１０】
　前記第１および第２の貯留室の各々が、装置の加速度により発生する前記射出アセンブ
リ内の流体の圧力変化を低減するために自由流体表面を備えることを特徴とする請求項６
記載の装置。
【請求項１１】
　前記フレームが開口部を備え、該開口部内に前記射出アセンブリが配置されていること
を特徴とする請求項６記載の装置。
【請求項１２】
　前記フレーム内の対応する開口部内に射出アセンブリが複数配置されていることを特徴
とする請求項１１記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１および第２の貯留室が、前記複数の射出アセンブリと連通していることを特徴
とする請求項１１記載の装置。
【請求項１４】
　前記フレームが、前記射出アセンブリおよび前記１および第２の貯留室を収容する囲い
の一部であることを特徴とする請求項１１記載の装置。
【請求項１５】
　前記射出アセンブリが本体およびノズルプレートを備えていることを特徴とする請求項
６記載の装置。
【請求項１６】
　前記射出アセンブリの本体が複数のチャンネルおよび１個の圧電アクチュエータを備え
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、前記複数のチャンネルが前記ノズルプレート内の複数のノズルに対応し、前記圧電アク
チュエータが前記複数のチャンネル内の圧力変化を発生させるように構成されて、前記複
数のノズルを通じて流体の小滴を吐出することを特徴とする請求項１５記載の装置。
【請求項１７】
　各ノズルが前記第１および第２の貯留室と連通していることを特徴とする請求項６記載
の装置。
【発明の詳細な説明】
【関連特許出願】
【０００１】
　米国特許法第１１９条第（ｅ）項（１）に基づき、本願は、その内容のすべてが引例と
して本明細書内に組み入れられる、２００４年１２月３日付けで提出された「プリントヘ
ッドおよびプリントヘッドを用いるシステム」と題する仮特許出願第６０／６３２,８０
３号の優先権を主張した出願である。
【技術分野】
【０００２】
　本発明はプリントヘッドおよびプリントヘッドを用いるシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　インクジェット・プリンタは一般にインク供給源からノズル通路までのインク通路を備
えている。上記ノズル通路は、インク小滴がそこから吐出されるノズル孔内で終端してい
る。インク小滴の吐出は、例えば圧電デフレクタ、サーマル・バブルジェット（登録商標
）発生器、または静電的に撓まされる素子のようなアクチュエータを用いてインク通路内
のインクを加圧することにより制御される。一般的なプリントヘッドは、１個の貯留室お
よび１個の射出アセンブリを備えている。この射出アセンブリは、対応するノズル孔およ
び協働するアクチュエータを伴ったインク通路の配列を備え、各ノズル孔からのインク小
滴の吐出が独立的に制御されることが可能である。ドロップ・オン・デマンド（drop-on-
demand）方式（圧力制御型）のプリントヘッドにおいては、射出アセンブリと被印刷体と
が相対的に移動しながら、各アクチュエータが作動されて画像の特定画素位置においてイ
ンク小滴を選択的に吐出するように構成されている。高性能の射出アセンブリにおいては
、一般に直径５０μｍ以下の、例えば２５μｍ前後の直径を有するノズル孔が４０～１２
０ノズル／ｃｍ（１００～３００ノズル／インチ）の間隔で配置されており、１００～３
００dpi 以上の解像度を有し、約１～７０ピコリットル以下のサイズの小滴を吐出する。
小滴吐出周波数は１０kHz である。
【０００４】
　その内容全体が引例として本明細書に組み入れられる特許文献１には、半導体本体およ
び圧電式アクチュエータを備えた射出アセンブリが記載されている。このアセンブリの本
体は、複数のインク室を画成するようにエッチングされたシリコンから形成されている。
ノズル孔は、シリコン本体に取り付けられた独立したノズルプレートに画成されている。
圧電式アクチュエータは、印加される電圧に応答して形状を変える、または屈曲する圧電
材料からなる層を備えている。圧電材料層が屈曲すると、インク通路に沿って配置された
ポンピング室内のインクが加圧される。
【０００５】
　さらなる射出アセンブリの具体例は、その内容全体が引例として本明細書に組み入れら
れる、「プリントヘッド」と題して２００２年７月３日付けで提出された米国特許出願明
細書（特許文献２）に開示されている。
【０００６】
　印加された電圧に比例する圧電材料の屈曲量は、圧電材料の厚さに反比例する。その結
果、必要な電圧は、圧電材料層の厚さが増大するにつれて高くなる。所定のインク滴のサ
イズが必要とする電圧を制限するためには、圧電材料の撓み壁の面積を増大させればよい
。圧電材料の撓み壁の面積が増大すると、対応して大きなポンピング室も必要になり、こ
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れは、高解像度印刷のための狭いオリフィス間隔の維持のような設計態様を複雑にする可
能性がある。
【０００７】
　一般に、プリントヘッドは１個以上の射出アセンブリを備えることができる。印刷シス
テムは、プリントヘッドに対する被印刷体の１回の、または複数回の相対的通過により印
刷することが可能である。プリントヘッドは、例えば、パネルディスプレーのための電子
部品（例えば導電材料）またはカラーフィルタに用いられるようなインクおよび／または
他の流体を吐出するのに用いることができる。
【特許文献１】米国特許第５,２６５,３１５号明細書
【特許文献２】米国特許出願第１０／１８９,９４７号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　射出アセンブリ内部における意図しない圧力変化は望ましくない作用を招く可能性があ
る。例えば、圧力の上昇は、射出アセンブリ内のジェットから流体が望ましくなく吐出さ
れる。これとは反対に圧力の低下は、射出アセンブリ内のジェットにおける流体の不完全
充填が生じる。換言すれば、圧力の低下はジェットのノズルの流体不完全充填を招く可能
性があり、ジェットの流体の小滴を吐出する能力に影響を与える空気の取込みを招く。
【０００９】
　プリントヘッドの加速度は射出アセンブリ内部の圧力変化を招く。このような圧力変動
の大きさは、プリントヘッド内の貯留室および射出アセンブリの間の距離の増大につれて
増大する。一般に、一定の加速度に対しては、貯留室と射出アセンブリとの間の距離が増
大するにつれて圧力変動が増大する。したがって、射出アセンブリが貯留室から比較的遠
くに配置されているプリントヘッドにおいては、プリントヘッドの比較的控え目な移動に
伴う加速度であっても、望ましくない射出および／または印刷落ちを招く可能性がある。
例えば、貯留室が射出アセンブリの集合体に流体を供給する場合、射出アセンブリが清掃
またはその他の保守のために移動せしめられる場合に、射出アセンブリの一部または全て
に流体不完全充填が生じる可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　プリントヘッドは、プリントヘッドの移動に伴う射出アセンブリ内の流体の圧力変化量
を低減するために、圧力急変抑制機構を備えることができる。圧力急変抑制機構は、例え
ば、第１の貯留室および射出アセンブリに連通する第２の貯留室、または貯留室から射出
アセンブリに流体を供給するマニフォフド内の流体の容積変化を許容する追従性を備える
ことができる。
【００１１】
　一般に、一つの態様において、本発明はシステムに特徴があり、このシステムは、射出
流体の小滴を被印刷体上に堆積させるように構成されたプリントヘッド集合体と、このプ
リントヘッド集合体を上記被印刷体に取り付けるための取付けフレームとを備え、上記プ
リントヘッド集合体が複数の射出アセンブリと、これら複数の射出アセンブリに射出流体
を供給するように構成された一対の貯留室とを備えていることを特徴とするものである。
【００１２】
　このシステムの実施の形態は、下記の特徴および／または他の態様の特徴の一つ以上を
備えることができる。例えば、このシステムはさらに、上記貯留室内の射出流体の容積を
、最大容積の約９５％以下に維持するように構成された電子コントロ－ラをさらに備える
ことができる。このシステムは、上記一対の貯留室を連結してこれら一対の貯留室間に射
出流体のための通路を提供する第１の流体導管をさらに備えることができる。このシステ
ムは、上記第１の流体導管から前記複数の射出アセンブリまでの前記射出流体のための通
路を提供する複数の付加的流体導管をさらに備えることができる。これら複数の付加的流
体導管が前記第１の流体導管よりも狭い内径を有することができる。このシステムは、上
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記第１の流体導管とは異なる第２の流体導管を備えることができ、この第２の流体導管は
、上記複数の貯留室から上記複数の射出アセンブリまでの射出流体のための通路を提供す
る。上記取付けフレームは、上記プリントヘッド集合体が被印刷体に対する射出位置から
、被印刷体から離れた第２の位置まで移動せしめられるのを許容するアセンブリを備える
ことができる。
【００１３】
　他の態様において、本発明は装置に特徴があり、この装置は、小滴の吐出が可能な複数
のノズルを備えた射出アセンブリと、第１の貯留室および第２の貯留室とを備え、これら
第１および第２の貯留室が、上記射出アセンブリと連通し、かつ相互同士連通している。
【００１４】
　この装置の実施の形態は、下記の特徴および／または他の態様の特徴の一つ以上を備え
ることができる。例えば、上記射出アセンブリは、第１の貯留室から約１０ｃｍ以上離れ
て配置されることが可能である。上記射出アセンブリは、第２の貯留室から約１０ｃｍ以
上離れて配置されることが可能である。上記第１の貯留室は、上記第２の貯留室から約１
０ｃｍ以上離れて配置されることが可能である。上記第１および第２の貯留室が、装置の
加速度により発生する射出アセンブリ内の流体の圧力変化を低減することができる。上記
装置が約１０ｍｓ－２以下（例えば、約９ｍｓ－２以下、約８ｍｓ－２以下、約７ｍｓ－

２以下、約６ｍｓ－２以下、約５ｍｓ－２以下、約４ｍｓ－２以下、約３ｍｓ－２以下、
約２ｍｓ－２以下、約１ｍｓ－２以下）だけ加速されたときには、上記ノズルにおける流
体の不完全充填が実質的に生じないように上記圧力変化が十分に低減されることが可能で
ある。この装置が約１０ｍｓ－２以下（例えば、約９ｍｓ－２以下、約８ｍｓ－２以下、
約７ｍｓ－２以下、約６ｍｓ－２以下、約５ｍｓ－２以下、約４ｍｓ－２以下、約３ｍｓ
－２以下、約２ｍｓ－２以下、約１ｍｓ－２以下）だけ加速されたときには、インクジェ
ット・プリントヘッド・モジュール内の流体が上記ノズルから実質的に洩出しないように
上記圧力変化が十分に低減されることが可能である。この装置は開口部を有するフレーム
を備えることができ、上記開口部内に上記射出アセンブリが配置されている。この装置は
、上記フレーム内の対応する開口部内に配置された１個以上の付加的射出アセンブリをさ
らに備えることができる。上記第１および第２の貯留室は、上記付加的射出アセンブリと
連通している。上記フレームは、上記射出アセンブリおよび上記１および第２の貯留室を
収容する囲いの一部であり得る。
【００１５】
　上記射出アセンブリは、本体およびノズルプレートを備えることができる。上記射出ア
センブリの本体は、複数の流路および１個の圧電アクチュエータを備えることができ、上
記複数の流路が上記ノズルプレート内の複数のノズルに対応し、上記圧電アクチュエータ
が上記複数の流路内の圧力変化を発生させるように構成されて、上記複数のノズルを通じ
て流体の小滴を吐出する。
【００１６】
　本発明の実施の形態は、下記の利点の一つ以上を有することができる。これら実施の形
態は、圧力急変抑制機構を備えたプリントヘッド集合体を有する。この圧力急変抑制機構
は、プリントヘッド集合体の加速度に伴う「水撃作用」（”water hammer” effect）に
よるプリントヘッド集合体内の射出アセンブリの流体不完全充填または不要な射出を軽減
することができる。これにより、射出アセンブリの流体不完全充填によるシステムの休止
時間を短縮することができる。またインクの不要な射出を軽減することもできる。いくつ
かの実施の形態において、二重貯留室システムは、射出アセンブリ（例えば、貯留室から
比較的遠くに位置するアセンブリ）に対する流体の流れを改善し、および／または枯渇を
軽減することができる。
【００１７】
　本発明の一つ以上の実施の形態の詳細が図面を参照して下記に説明されている。本発明
の他の特徴、目的および利点は、下記の説明および図面から、そして請求項から明らかに
なるであろう。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１Ａは、プリントヘッド集合体１００を備えた印刷ライン１０の概略図を示す。プリ
ントヘッド集合体１００は、被印刷体１８がプリントヘッド集合体を通過して移動（ｘ方
向に）するにつれて、集合体内の射出アセンブリが被印刷体１８上にインクの小滴２０を
堆積させるように、連続するシート状体からなる被印刷体１８に対して配置されている。
印刷ライン１０は、連続するシート状体からなる被印刷体１８を支持しかつプリントヘッ
ド集合体を通過してこの被印刷体を移動させる複数のローラ１６を備えている。
【００１９】
　いくつかの実施の形態においては、印刷ライン１０は付加的なプリントヘッド集合体（
例えば２個以上のプリントヘッド集合体、３個以上のプリントヘッド集合体、４個以上の
プリントヘッド集合体）を備えている。
【００２０】
　プリントヘッド集合体１００には、制御モジュール１２および供給タンク１４が取り付
けられている。制御モジュール１２は、制御用電子回路と、オペレータが、プリントヘッ
ド集合体１００の動作をスタート、ストップおよび調整することができるユーザー・イン
ターフェースとを備えている。制御モジュール１２はまた、射出アセンブリからの小滴の
吐出タイミングを制御して、移動する被印刷体の位置に射出を同期させる電子回路を備え
ている。
【００２１】
　制御モジュール１２は、供給タンク１４と交信し、供給タンク１４内のインクでプリン
トヘッド集合体１００内の貯留室を満たすように連係する。制御モジュール１２内の電子
部品は、プリントヘッド集合体の貯留室内に追加のインクが必要とされる時を示すプリン
トヘッド集合体１００内のインクレベルセンサからの信号を受信する。制御モジュール１
２は、これらの信号を受信すると、供給タンク１４に信号を送り、供給タンクが備えてい
るポンプを作動させて、供給タンクから一定量のインクをプリントヘッド集合体１００に
送る。プリントヘッド集合体１００内の各貯留室はインクレベルセンサを備えているが、
いくつかの実施の形態においては、単一の貯留室のみがインクレベルセンサを備えている
。制御モジュールは、インクレベルセンサからの信号に基づいて、双方の貯留室にインク
を供給することができる。
【００２２】
　図１Ｂを参照すると、プリントヘッド集合体１００は取付けフレーム２２に取り付けら
れており、この取付けフレーム２２は、連続したシート状体からなる被印刷体１８の上方
にプリントヘッド集合体を懸架している。取付けフレーム２２の取付け具はスライディン
グ・ブラケット２４を備えており、このスライディング・ブラケット２４は、オペレータ
が、プリントヘッド集合体を取付けフレーム２２から外すことなしに、プリントヘッド集
合体を被印刷体上の位置２５から図１Ｂに示す被印刷体から離れた位置まで横方向へ（Ｙ
軸方向へ）移動させることができる。被印刷体から離れた位置においては、オペレータは
、プリントヘッド集合体が位置２５にある場合に比較して、より容易に電子部品にアクセ
スすることができる。このことは、電子部品の保守をより容易にすることができる。プリ
ントヘッド集合体を二位置の間でスライドさせると、プリントヘッド集合体に加速度が生
じる。後述のように、プリントヘッド集合体の実施の形態は、この加速度の結果として生
じる望ましくない流体吐出またはジェットのインク不完全充填を低減する（例えば、排除
する）成分を含む。
【００２３】
　概略的に言って、連続したシート状体からなる被印刷体の性質はさまざまである。いく
つかの実施の形態においては、被印刷体がペーパーシートである。或る種の実施の形態に
おいては、シート状体がポリマー（例えば、押出し成形または鋳型成形されたポリマーシ
ート）を含み得る。実施の形態においては、シート状体が食品（例えば、パン生地）から
形成され得る。
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【００２４】
　さらに、被印刷体１８が連続したシート状体であっても、或る実施の形態においては、
被印刷体が非連続形態であり得る。例えば、連続したシート状体からなる被印刷体という
よりも、個々の被印刷体部分を支持し、かつこれらをプリントヘッド集合体に対して搬送
するプラテンをシステム１０が備えることができる。非連続の被印刷体の例は、紙または
段ボールからなるシート、ポリマーからなるシート、個々の食品（例えばクッキー）、ま
たは電子部品を含む。
【００２５】
　概略的に言って、射出流体の形式はさまざまである。射出流体はインク（例えば、ＵＶ
硬化性インク、熱融着インク、および／または溶剤型のインク）とすることができる。い
くつかの実施の形態では、射出流体は、導電体成分（例えば、はんだ）、電気絶縁体成分
（例えば、微小電子素子において誘電体として用いられるポリマー）、または光学的に活
性な成分（例えば、有機発光材料の成分、またはカラーフィルタ）を含む。
【００２６】
　図２および図３を参照すると、プリントヘッド集合体１００は、６個の射出アセンブリ
１３０，１３２，１３４，１３６，１３８および１４０、ならびに２個の貯留室１２０お
よび１２２を支持するハウジング１１０を備えている。貯留室１２０および１２２は、チ
ューブ１５０（例えば、ゴムチューブ）を通じて互いに連通している。射出アセンブリ１
３０，１３２，１３４，１３６，１３８および１４０は、チューブ１５０に接続されたチ
ューブ１５２，１５４，１５６，１５８，１６０および１６２を通じてそれぞれ貯留室１
２０および１２２に連通している。流体は、遠隔の流体供給源から供給チューブ１７２，
１７１を通じてそれぞれ貯留室１２０および１２２に供給される。
【００２７】
　貯留室１２０および１２２は、それぞれ脱気部材１６５および１７０を備えており、こ
れら脱気部材１６５および１７０は、インクが各貯留室からチューブ１５０に流入するの
に先立って、溶けている空気をインクから除去する。いくつかの実施の形態においては、
脱気部材は、流体を一つの室から隔離する透気性膜（例えば、テフロン（登録商標））を
備えている。上記室内は減圧されて、膜に接する流体から、溶けている空気を除去する。
【００２８】
　貯留室１２２はまた、貯留室内の流体のレベル２４０が所定の容積よりも下方に低下し
たときにこれを検知する流体レベルセンサ２３０を備えている。上記レベルがこの容積よ
りも下方に低下したときには、センサ２３０が信号をポンプ（不図示）に送り、このポン
プが遠隔の流体供給源から追加の流体を貯留室に送る。プリントヘッド集合体１００には
図示されていないが、いくつかの実施の形態においては、貯留室１２０内にも流体のレベ
ル２４２を検知するセンサが備えられる。
【００２９】
　双方の貯留室１２０および１２２は、減圧ライン２１０を通じて真空ポンプ２２０に接
続されている。真空ポンプは各貯留室を減圧して、プリントヘッド集合体内の流体の雰囲
気圧力を調整する。
【００３０】
　流体レベル２４０および２４２は、各貯留室内に十分な付加的容量が存在してプリント
ヘッド集合体の移動に伴う流体容積の変化を調整するように維持される。特に、例えば、
清掃および／またはその他の保守のためにプリントヘッド集合体が移動せしめられるとき
に、各貯留室内の付加的容量は、射出アセンブリ１３０，１３２，１３４，１３６，１３
８および１４０内に深刻な圧力変動を発生させることなしに、貯留室間の流体の「跳ね回
り」を調停する。このようにして、不要な流体吐出および／またはジェットの流体不完全
充填を回避することができる。
【００３１】
　概して、貯留室１２０および１２２の容量は変えることができる。一般に貯留室の容量
はプリントヘッド集合体内の射出アセンブリの数および印刷ラインの予想される処理能力
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に基づいて選択される。いくつかの実施の形態においては、貯留室１２０および／または
１２２の容量は、約５０ミリリットルから約２リットルまでの範囲内（例えば、約５００
ミリリットルのような、約１００ミリリットルから約１リットルまでの範囲内）である。
【００３２】
　いくつかの実施の形態においては、流体レベル２４０および／または２４２は、貯留室
１２０および１２２の容量の多くとも約９５％のレベルになるように保たれる。例えば、
流体レベル２４０および／または２４２は、各貯留室の容量の９０％以下（例えば、約８
０％以下、約７０％以下、約６０％以下、約５０％以下）に保つことができる。
【００３３】
　一般に、貯留室１２０と１２２との間の距離、および貯留室と射出アセンブリ１３０，
１３２，１３４，１３６，１３８および１４０との間の距離は変更し得る。いくつかの実
施の形態においては、貯留室１２０と１２２との間の距離は比較的長くすることができる
。例えば、プリントヘッド集合体１００が幅広い被印刷体に跨って印刷するように構成さ
れている場合には、射出アセンブリによって占められる距離は比較的長く、その結果、貯
留室間の距離が比較的長くなる。いくつかの実施の形態においては、貯留室１２０および
１２２は、約５０ｃｍ以上（例えば、約６０ｃｍ以上、約７０ｃｍ以上、約８０ｃｍ以上
、約９０ｃｍ以上、約１００ｃｍ以上、約１１０ｃｍ以上、約１２０ｃｍ以上、約１３０
ｃｍ以上、約１４０ｃｍ以上、約１５０ｃｍ以上）離れている。
【００３４】
　いくつかの実施の形態においては、チューブ１５２，１５４，１５６，１５８，１６０
および１６２の流動抵抗は、チューブ１５０と異ならすことができる。いくつかの実施の
形態においては、チューブ１５２，１５４，１５６，１５８，１６０および１６２の流動
抵抗は、チューブ１５０よりも高くすることができる。例えば、射出アセンブリ全体が柔
軟性を有している場合、チューブ１５０に対するチューブ１５２，１５４，１５６，１５
８，１６０および１６２の流動抵抗は、プリントヘッド集合体の移動によって生じる射出
アセンブリ内における圧力変動の大きさを低減することができる。いくつかの実施の形態
においては、チューブ１５２，１５４，１５６，１５８，１６０および１６２は、チュー
ブ１５０よりも小さい内径を有し、チューブ１５０に比較して流動抵抗が増大する結果を
招く。例えば、チューブ１５２，１５４，１５６，１５８，１６０および１６２の内径は
、チューブ１５０の内径の約７５％以下（約７０％以下、約６０％以下、約５０％以下、
約４０％以下、約３０％以下、約２０％以下、約１０％以下）にすることができる。
【００３５】
　プリントヘッド集合体１００は６個の射出アセンブリを備えているが、一般に、実施の
形態では限定されない。一般に、プリントヘッド集合体内の射出アセンブリの数は変更可
能である。いくつかの実施の形態においては、プリントヘッド集合体は６個を超える（例
えば、７個以上、８個以上、９個以上、１０個以上）の射出アセンブリを備えることがで
きる。さらに、一般に、プリントヘッド集合体は２個を超える（例えば３個以上、４個以
上）の貯留室を備えることができる。
【００３６】
　プリントヘッド集合体１００内の二重の貯留室は、流体の跳ね回りを調整する一対の自
由流体表面を備えているが、他の構成によってもこの性質を備えることができる。例えば
、図４を参照すると、いくつかの実施の形態においては、プリントヘッド集合体３００は
、それぞれが自由流体表面を備えるように構成された二つの部分３１０および３１１を有
する単一の細長い貯留室を利用することができる。これら自由流体表面は、それぞれ部分
３１０および３１１に関する表面３０１および３０２として示されている。この細長い貯
留室は、部分３１０および３１１を連結する第３の部分３１２（例えばチューブ）をも備
えている。この貯留室は、チューブ３５０（部分３１０および３１１を連結する）および
チューブ３５１，３５２および３５３を通じて射出アセンブリ３２０，３２２および３２
４と連通している。
【００３７】
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　これに代わり、いくつかの実施の形態においては、プリントヘッド集合体が、この集合
体内の射出アセンブリの大部分または全てに亘る自由表面を有する単一の貯留室を備える
ことができる。
【００３８】
　以上、本発明の多くの実施の形態について説明がなされたが、本発明の精神および範囲
から逸脱することなしに、種々の変更が可能なことを理解すべきである。例えば上述の実
施の形態においては、プリントヘッドは動かないように保持された状態で移動せしめられ
る被印刷体を備えているが、いくつかの実施の形態は、動かない被印刷体に対して移動す
るプリントヘッド集合体を備えることができ、あるいは、プリントヘッド集合体および被
印刷体の双方が、プリントヘッド集合体および被印刷体を支持するフレームに対して移動
するシステムを備えることができる。したがって、他の実施の形態も添付の請求項の範囲
内である。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１Ａ】プリントヘッド集合体を備えた印刷ラインの概略図
【図１Ｂ】図１Ａの印刷ラインの平面図
【図２】プリントヘッド集合体の平面図
【図３】図２に示されたプリントヘッド集合体の概略図
【図４】別のプリントヘッド集合体の概略図
【符号の説明】
【００４０】
　１０　　印刷ライン、印刷システム
　１２　　制御モジュール
　１４　　供給タンク
　１８　　被印刷体
　２２　　取付けフレーム
　１６　　取付けラック
　１００，３００　　プリントヘッド集合体
　１２０，１２２　　貯留室
　１３０，１３２，１３４，１３６，１３８，１４０　　射出アセンブリ
　１５０，１５２，１５４，１５６，１５８，１６０，１６２　　チューブ
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